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@ Vorrichtung sum Ein- und Ausschl^^usen eines Werkstucks in eine Vakuumkammer. 



@ Es wird eine Vorrichtung zum Ein- und Aus- 
schleusen eines Werkstucks, insbesondere eines 
diskfornnigen Substrats (9, 24). in eine Vakuunnkann- 
mer (14), vorzugsweise einer Beschichtungsanlage 
nnit Katodenstation, vorgestellt. Innerhalb der Vaku- 
unnkammer (14) befindet sich ein Transportmittel, 
das ats Drehteller (16) ausgebtldet ist. Der Drehteller 
nimmt Substrathaiter (23. 22) auf, die als Drehteile 
ausgebildet sind. Es ist eine Stutzplatte (25, 26) inn 
Bereich der Einschleusstation vorgeselnen. Sie stutzt 
den Substrathaiter (22) ab und verhindert dessen 
Durchbiegen. Aufierdem presst die Stutzplatte (25) 



den Substrathaiter (22) gegen die Innenwand (31) 
der Vakuumkannnner. beziehungsweise gegen eine in 
der Innenwand befindliche Dichtung (32). Hierdurch 
wird eine luftdichte Trennung der Einschleuskammer 
gegenuber der Vakuumkannnner und gegenuber der 
Atmosphare erreicht. Durch eine geschickte Ausbil- 
dung und Anordnung der Bauteile wird eine erhebli- 
che Reduzierung der bewegten Massen der rotieren- 
den Bauteile erreicht. Die damit verbundene Redu- 
zierung der Massentragheitsmomente hat zur Folge. 
dai3 die Verfahrenszyklen der Beschichtungsanlage 
schneller ablaufen konnen. 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ein- 
und Ausschleusen eines Werkstucks in eine Vaku- 
unnkammer, in denn sich ein Transportmittel fur die 
Beforderung des Werkstucks befindet. 

In der Vakuumverfahrenstechnik. insbesondere 
in der Dunnschichttechnik ist das Beschichten von 
Substraten, beispielsweise von Connpactdisks (CD) 
bekannt. Die Compactdisks sind ein modernes 
Speichermedium fur digitate Infornnationen. In ei- 
nem Sputterprozess werden die gepragten Kunst- 
stoffscheiben mit beispielsweise einer Aluminiums- 
chicht von weniger als einenn zehntausendstef Milli- 
meter uberzogen. Die hierzu eingesetzten Sputter- 
beschichtungsanlagen besitzen in vielen Fallen ei- 
nen Drehteller fur die Beforderung der Substrate. 

Uber eine Schleuse in einem Sauberraum be- 
ladt und entladt ein Roboter die Aniage. Von der 
Schleuse aus transportiert der Drehteller den Sub- 
strattrager mit dem Substrat durch die Vakuum- 
kammer. Das Besputtern erfolgt durch eine Hoch- 
leistungszerstaubungskatode. die als Magnetron 
aufgebaut ist. 

Durch die Deutsche Offenlegungsschrift 
3716498 ist bereits eine Vorrichtung zum Ein- und 
Ausschleusen eines im wesentiichen flachen Werk- 
stucks in eine evakuierte Beschichtungskammer 
und zum Zufuhren und Ruckfuhren des Werk- 
stucks in und aus dem Bereich einer Beschtch- 
tungsquelle zum Zwecke der Behandiung der 
Werkstuckoberflache bekannt geworden. 

Die Vorrichtung nach dieser Offenlegungs- 
schrift (St gekennzeichnet durch eine im Bereich 
der Beschichtungskammer angeordnete Beschich- 
tungsvorrichtung mit einem oder mehreren deckei- 
formigen Werkstucktragern, mit Hiffe derer die 
Werkstucke in eine eine Offnung der Beschich- 
tungskammer benachbarte Position bringbar sind, 
von der aus die Offnung einerseits vom Werkstijck- 
trager und andererseits von einem Hubteller ver- 
schlie/3bar ist. der auf einem innerhalb der Be- 
schichtungskammer rotierbar gelagerten Drehteller 
gehalten und gefuhrt ist, wobei der Werkstucktra- 
ger von einem sich an der Beschickungsvorrich- 
tung abstutzenden Hubzylinder an die Offnung im 
Deckel der Beschichtungskammer und der Hubtel- 
ler von einer an der Bodenplatte befestigten Hub- 
vorrichtung anpressbar ist, 

Weiterhin existiert die US-Patentschrift 
3915117. Die Kurzfassung (Abstract) dieser Patent- 
schrift lautet in deutscher Ubersetzung wie folgt: 

Eine Beschichtungsanlage zum Beschichten 
verschiedener Produkte umfasst ein Gehause. Das 
Gehause besteht aus einem festen Teil und einem 
rotierenden Abdeckungsteil. Beide Teile biiden zu- 
sammen eine geschlossene gasdichte Gehause- 
kammer. Die Gehausekammer kann evakuiert wer- 
den. Eine Vielzahf von Produkttragern werden auf 
den bewegbaren Teil des Gehauses getragen. Die 



Produkthalter sind mit Abstand voneinander ange- 
ordnet. Sie sind bewegbar. damit sie in verschiede- 
ne Operationsstationen gebracht werden konnen. 
Einer dieser Operationsstationen umfasst vorzugs- 
5 weise eine gasdichte Beschichtungskammer. Diese 
Kammer ist verbindbar mit der gasdichten Gehau- 
sekammer. Die Operationsstation ist mit getrennten 
Mittein zur Evakuierung der Beschichtungskammer 
versehen. Es sind bewegbare Dichtungsmittel an 
w wenigstens einer Station vorgesehen. Die Dich- 
tungsmittel dienen zur Dichtung der Beschich- 
tungskammer und zu deren Trennung von der Ge- 
hausekammer. In gleicher Weise ist eine Beschik- 
kungskammer vorzugsweise in einer separaten Sta- 
/5 tion angebracht. Sie ist separat verbindbar mit der 
Gehausekammer. Alternativ kann sie von der Ge- 
hausekammer getrennt werden und getrennt eva- 
kuiert werden. 

Die Vorrichtungen des Standes der Technik 
20 weisen in der Praxis folgende Nachteile auf: 

Der gesamte Drehteller mu/3 sehr massiv aus- 
gefijhrt werden. Ebenfalls ist, um Durchbiegungen, 
siehe dazu der weiter unten folgende Kommentar 
zur Biegebeanspruchung des Substrattragers, zu 
25 vermeiden. eine massive Ausfuhrung des Substrat- 
tragers notwendig. 

Wahrend der Verfahrenszyklen mussen daher 
grofle Massen transportiert werden. Aufgrund der 
dadurch auftretenden gro/3en Massentragheitsmo- 
30 mente laufen die Verfahrenszyklen entsprechend 
langsam ab. Einer okonomischeren und rationelle- 
ren Arbeitsweise sind daher bei den Aniagen des 
Standes der Technik Grenzen gesetzt. 

Der Substrathalter mufl deshalb bei Vorrichtun- 
35 gen des Standes der Technik sehr massiv ausge- 
fuhrt werden. weil beim Hochfahren der Hubvor- 
richtungen fiir den Substrathalter und beim Abstut- 
zen des Substrathalters an Teilen der Vakuumkam- 
mer der Substrathalter selbst hohen Biegebean- 
40 spruchungen ausgesetzt ist. 

Bei Aniagen des Standes der Technik ist ne- 
ben der massiven Ausfuhrung von Drehteller und 
Substrathalter, auch der Aufwand an Einzetteilen 
sehr hoch. Dieser Aufwand multipliziert sich mit der 
45 Anzahl der Substrathalter im Drehteller, 

Der Erfindung liegen folgende Aufgaben zu- 
grunde: 

Die geschilderten Nachteile des Standes der 
Technik soilen vermieden werden. Es sollen kon- 

50 struktive Voraussetzungen geschaffen werden fur 
eine filigrane und leichte Ausfuhrung des Drehtel- 
lers und des Substrathalters, 

Der Drehteller soli im wesentiichen nur die 
funktionsnotwendigen Teile fur die Aufnahme des 

55 Substrathalters umfassen. Es soli nicht mehr not- 
wendig sein, massive Komponenten einzusetzen, 
um Verbiegungen und andere Deformationen zu 
vermeiden. Die Massentragheitsmomente sollen 
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verringert werden. Die Arbeitszyklen sollen schnel- 
ler ablaufen. Die Verlustzeiten. die durch das Rotie- 
ren des Drehtellers entstehen, soUen reduziert wer- 
den. 

Es sot! moglich sein, mehr Substrathalter, als 
dies beim Stand der Technik der Fall ist, in einem 
Drehteller unterzubringen, 

Aui3erdenn soli es durch die Einfuhrung einer 
filigranen Bauweise nnoglich gennacht werden, da/3 
die Abmessungen der Kamnner (Kannnr»erdicke. 
Kammervolumen) erheblich optimiert werden kon- 
nen. 

Die gestellten Aufgaben werden erfindungsge- , 
mafl dadurch gelost, dafl das scheibenformige 
Transportmittel mit mindestens einer durchgehen- 
den Offnung versehen ist, deren Rand ein ptatten- 
formiges Hub- und Stutzelennent fur eine Haltevor- 
richtung fur das Werkstuck unngibt. 

Dabei kann vorgesehen sein. da/3 ein Stutzel- 
ennent eingesetzt wird. das die Haltevorrichtung 
gegen Teiie der Vakuumkammer presst. 

Unn eine uber den gesannten Querschnitt der 
Haltevorrichtung wirkende Abstutzung zu erzielen, 
wird vorgeschlagen, 6a(i das Stutzelennent als eine 
durch eine Hubvorrichtung axial bewegbare Stutz- 
platte ausgebiidet ist. 

Zur Verringerung der bewegten Massen wird 
unter anderem vorgesehen, da/3 die Haltevorrich- 
tung als dunne, insbesondere membranartige 
Scheibe ausgebiidet ist 

Zur Zentrierung des Werkstucks kann die Hal- 
tevorrichtung mit einer Zentriervorrichtung. insbe- 
sondere in Fornn eines Vorsprungs, fur das Werk- 
stuck ausgerustet sein. 

Weiterhin wird vorgeschlagen, dafl das Trans- 
portmittel rahmenformige Aufnahmeelemente fur 
die Haltevorrichtung aufweist. 

Zur Fixierung der Haltevorrichtung auf dem 
Transportmittel kann vorgesehen werden, da/3 das 
Transportmittel mindestens eine Aufnahmeoffnung 
fur Werkstucke aufweist, die im Bereich ihres Ran- 
des einen oder mehrere. insbesondere absatzfor- 
mige. Anschlage fur ein Aufsetzen der Haltevor- 
richtung aufweisen. 

Es wird weiterhin vorgeschlagen. dafi die Auf- 
nahmeoffnungen aus axial durchgehenden Ausneh- 
mungen bestehen, die in einem, insbesondere 
scheibenformigen oder tellerformigen, Transport- 
mittel angebracht sind. 

Auflerdem wird vorgesehen, da/3 die Aufnahme- 
offnungen durch das Transportmittel in den Be- 
reich des Stutzelements bewegbar angeordnet und 
ausgebiidet sind. 

Das Transportmittel kann aus einem Teller be- 
stehen, der drehbar in der Vakuumkammer ange- 
ordnet ist (Drehteller). der mit kreisrunden Aufnah- 
meoffnungen versehen ist, die durch die Drehung 
des Tellers in koaxiale Position zu dem als kreis- 



runde Stutzplatte ausgebildeten Stutzelemente ge- 
bracht werden konnen. 

In einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel wird 
vorgeschlagen, dafl die Haltevorrichtung als Sub- 

5 strathalter. insbesondere fur diskformige Substrate, 
ausgebiidet ist, da/3 der Drehteller in der Vakuum- 
kammer, die Teil einer Beschichtungsanlage ist. 
den Substrathalter mit Substrat in den Bereich ei- 
ner Oder mehrerer Beschichtungsquellen, insbeson- 

10 dere Zerstaubungskatoden, fdrdert, 

Mit der Erfindung werden folgende Vorteile er- 
reicht: 

Die gestellten Aufgaben werden gelost, insbe- 
sondere werden die geschilderten Nachteile des 

15 Standes der Technik vermieden. Es werden kon- 
struktive Voraussetzungen geschaffen fur eine 
leichte Ausfuhrung des Drehtellers und des Sub- 
strathalters. Beide Bauteile sind bis auf ihre funk- 
tionswesentlichen Komponenten abgemagert. Auf- 

20 grund der stark reduzierten Massentragheitsele- 
mente laufen die Arbeitszyklen schneller ab. 
Gleichzeitig werden die fur das okonomische Ar- 
beiten der Beschichtungsanlage wichtigen Daten, 
wie die Abmessungen der Kammer (Kammerdicke, 

25 Kammervolumen) wesentlich verbessert. 

Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der 
folgenden Beschreibung eines Ausfuhrungsbei- 
spiels der Erfindung zu entnehmen. 

Dieses Ausfuhrungsbeispiel wird anhand einer 

30 Figur erlautert. 

Die Figur zeigt in einem Schnittbild eine Vor- 
richtung zum Ein- und Ausschleusen einer Disk in 
eine Vakuumkammer einer Beschichtungsanlage. 
die mit einer nicht dargestellten Katoden station 

35 ausgerustet ist. 

Bei der nachfolgenden Beschreibung des Aus- 
fuhrungsbeispiels wird von einem Stand der Tech- 
nik ausgegangen, wie er sich in Form der oben 
genannten US-Patentschrift 3915117 und der Deut- 

40 schen Offe n leg ungssch rift 3716498 darstellt. Die 
Beschreibung und die Figuren dieses Standes der 
Technik konnen daher zur Erlauterung der Aus- 
gangsbasis fur das nachfolgend beschriebene Aus- 
fuhrungsbeispiel herangezogen werden. 

45 Mit 1 ist ein Querbatken bezeichnet. der durch 

das Aggregat 2 heb- und senkbar und drehbar ist. 
Der Querbalken gehort zu einer Transporteinrich- 
tung. die mit einem Doppelschwenkarm ausgeru- 
stet ist. Der erste Schwenkarm, im vorliegenden 

50 Fall der Querbatken 1. ist in der Figur dargestetlt. 
Der zweite Querbalken, der dem ersten Querbalken 
1 gegenCiberliegend angeordnet ist, ist nur teilwei- 
se dargestellt. Er tragt die Bezugsziffer 3. 

Der Doppelschwenkarm ist drehbar, und zwar 

55 um die Achse 4. Durch Verdrehen wird der erste 
Querbalken in die Position des zweiten Querbal- 
kens gebracht, wahrend der zweite Querbalken in 
die Position des ersten Querbalkens gelangt. 
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Am rechten Ende 5 des Querbalkens ist ein 
Deckel 6 angeordnet. Im Deckel sind drei Saugvor- 
richtungen, von denen zwei Saugvorrichtungen 7, 8 
in der Figur dargestellt sind. untergebracht. die 
zum Ansaugen, das heifit Festhalten. eines Sub- 
strats dienen. Im vorliegenden Fall besteht das 
Substrat aus einer Disk 9, von der in der Figur nur 
der linke Teil dargestellt ist. Wenn der Querbalken 
durch das Aggregat gehoben wird, hebt er den 
Deckel 6 in Richtung des Pfeils 10. Nachdem der 
Deckel oberhalb der Oberkante 11 des Vakuum- 
kammerdeckels 12 gelangt ist. kann der Querbal- 
ken um 180 Grad gedreht werden. siehe oben. 

Die im Vergleich zur Vakuumkammer kleine 
Einschleuskammer 13 ist trennbar von der Vaku- 
umkammer 14 der Beschtchtungsanlage, wie weiter 
unten noch im einzeinen beschrieben werden wird. 
Das Unterteil der Vakuumkammer tragt die Be- 
zugsziffer 15. 

In der vorliegenden Figur ist nur der Teil der 
Vakuumkammer gezeigt, der funktionsma/3ig mit 
der Einschleusstation zusammenwirkt. Die Vakuum- 
kammer ist im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel 
flach ausgefuhrt. In ihr ist ein Drehteller 16 unterge- 
bracht. Die Bezugsziffer 16 ist mehrfach in der 
Figur eingetragen, um die Konfiguration des Dreh- 
tellers deutlich zu machen. In der Figur ist nur der 
Teil des Drehteliers gezeigt, der mit der Schleu- 
senstation zusammenwirkt, 

Mit 17 ist die Unterkante des Drehteliers be- 
zeichnet. Die Bezugsziffer 17 ist zur Verdeutlichung 
der Position dieser Unterkante zweifach eingetra- 
gen. 18 stent die Oberkante des Drehteliers dar. 
Der Drehteller kann innerhalb der Vakuumkammer, 
die mit 14 bezeichnet ist. um die Achse 19 rotie- 
ren. 

Der Drehteller kann beispielsweise vier Aufnah- 
meoffnungen aufweisen. von denen eine in der 
Figur dargestellt ist und dort die Bezugsziffer 20 
tragt. Die Aufnahmedffnung besteht aus einer zylin- 
derformigen Ausnehmung im flachen Drehteller 16. 

Wegen der gewahlten Schnittdarstellung bildet 
sich die Aufnahmeoffnung als Linie 20 ab. Es han- 
deit sich um die Begrenzungslinie oder die ge- 
schnittene Mantelfiache der zylinderformigen Aus- 
nehmung. 

Im Bereich des Randes, beziehungsweise der 
Mantelfiache 20, der Aufnahmeoffnung im Drehtel- 
ler 16 ist ein Absatz 21 vorgesehen. auf den sich 
der Substrathalter 22 setzen kann. 

In der Figur rechts ist ein Substrathalter 23 
gezeigt und zwar in seiner, auf dem umlaufenden 
Absatz 21 abgesetzten Position. Links ist der Sub- 
strathalter, siehe oben. mit 22 bezeichnet und zwar 
in seiner angehobenen Position. 

Mit 24 ist das Substrat. beziehungsweise die 
Disk, bezeichnet. die im Substrathalter liegt. 

Mit 25, 26 sind zwei Positionen einer Stutzplat- 



te gekennzeichnet. wobei 25 die Stutzplatte in threr 
oberen Position und 26 die Stutzplatte in ihrer 
unteren Position bezeichnen. Die Stutzplatte wird 
axial bewegt durch eine Hubvorrichtung 27. 
5 36 bezeichnet ein Dichtungs- und Fuhrungsteil. 

Der Bereich 14 ist, siehe oben, Teil der Vakuum- 
kammer. Er steht also auch wahrend des Be- und 
Entladens unter Vakuum. 

Nachfolgend wird die Verfahrensweise fur das 
70 Ein- und Ausschleusen eines Werkstucks, hier ei- 
ner Disk, beschrieben: 

In einer Position des Querbalkens 1, die um 
180 Grad zu der in der Figur gezeigten Position 
verschwenkt angeordnet ist, wird durch die Saug- 

75 vorrichtungen 7. 8 eine Disk aufgenommen, das 
hei5t angesaugt. Der Querbaiken 1 und damit der 
Deckel 6 und die Disk 9 werden angehoben und 
anschlieflend um 180 Grad um die Achse 4 ver- 
schwenkt. Sie sind dann in einer Position oberhalb 

20 derjenigen Position, die in der Figur gezeigt ist. 

Anschlieflend wird der Querbaiken mit Deckel 
und Disk abgesenkt und gelangt in die Position, 
wie sie in der Figur dargestellt ist. Der Rand 28 
des Deckels liegt dichtend auf der Dichtung 29 auf. 

25 Es handelt sich hierbei vorzugsweise um einen O- 
Ring. 

Die Saugleitung 30, beziehungsweise Vakuum- 
leitung fur die Saugvorrichtungen 7, 8 wird abge- 
schaltet, so 6a3 der Saugeffekt, beziehungsweise 
30 Halteeffekt. fortfallt. Die Disk 9 legt sich in den 
Substrathalter 22. 

Die Stutzplatte ist vorher in die Position 25 
durch die Hubvorrichtung 27 angehoben worden. 
Der Substrathalter 22 wird durch die Stutzplatte 
35 gegen die untere Wand 31 der Vakuumkammer 
beziehungsweise gegen die Dichtung (O-Ring) 32 
gepresst. Die Einsschleuskammer 13 ist nunmehr 
luftdicht gegenuber der Atmosphare und gegen- 
uber der Vakuumkammer abgeschiossen. 
40 Die Einschleuskammer wird uber die Leitung 

33 anschliei3end evakuiert. Das Schleusenventil 34 
ist entsprechend geschaltet. 

Nach der Evakuierung der Einschleuskammer 
13 fahrt die Stutzplatte in ihre untere Position, die 
45 mit 26 bezeichnet ist. Die Einschleuskammer 13 
wird nunmehr mit der Vakuumkammer 14 verbun- 
den. Der Substrathalter mit der Disk setzt sich auf 
den Absatz 21 in der Aufnahmeoffnung des Dreh- 
teliers 16. In dieser Position ist in der Figur rechts 
50 der Substrathaiter mit 23 bezeichnet, siehe oben. 
Das im Substrathaiter 23 liegende Substrat tragt in 
Figur rechts die Bezugsziffer 24. 

Der Drehteller kann nun, nach dem Absenken 
der Stutzplatte, zusammen mit dem Substrathalter. 
55 der sich unter der Wirkung seines Eigengewichts, 
wie dargestellt, auf den ringformigen Absatz 21 des 
Drehteliers abgesetzt hat und zusammen mit dem 
im Substrathalter liegenden Substrat, innerhalb der 
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Vakuumkammer rotieren. Das Substrat wird tnner- 
halb der Vakuumkammer zu weiteren Stationen, 
betsptelsweise zu einer Beschichtungsqueile in 
Form einer Zerstaubungskatode, transportiert. 

Es konnen beispielsweise vier Stationen in der 
Vakuumkammer angeordnet sein. Der Drehteller 
wtjrde sich dann im Takt um jeweiis 90 Grad 
drehen. Nach vier Takten ware ein Arbeitszyklus 
beendet und das beschichtete Substrat gelangt in 
die in der Figur mit 24 bezeichnete Position. Es 
folgt der Ausscinleusvorgang. 

Die Stutzplatte wird bei Beginn des Aus- 
schleusvorgangs aus ihrer Position 26 in die Posi- 
tion 25 gehoben. Damit gelangt das Substrat. be- 
ziehungsweise die Disk, aus der Position 23. 24 in 
die Position 22, 9. Der Substrattrager 22 wird durch 
die Stutzplatte 25 gegen die Dichtung 32 gepresst. 

Die Einschieuskammer wird dadurch von der 
Vakuumkammer getrennt. Anschlieflend wird die 
Einschieuskammer uber die Leitung 33 durch ent- 
sprechende Schaltung des Schleusenventils 34 ge- 
flutet. 

Nachdem die Schteusenkammer geflutet ist, 
werden durch Offnen der Saugleitung 30 die Saug- 
vorrichtungen aktiviert, so dai3 die Saugvorrichtun- 
gen die Disk ansaugen und festhalten konnen. 

Anschlieflend wird der Deckel durch den Quer- 
balken gehoben und danach um 180 Grad ge- 
schwenkt. Die beschichtete Disk wird in der nicht 
dargestellten linken Position von den Saugvorrich- 
tungen freigegeben. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, 
dafl in einem Drehteller mehrere dunne membran- 
artige Substrattrager angeordnet sind, in der Ver- 
tiefung der Substrattrager wird das Substrat zen- 
triert abgelegt. Die Zentrierung der Substrate, be- 
ziehungsweise Disks, erfolgt durch einen Vor- 
sprung 35 im Zentrum des Substrathalters. 

In der Einschleusstation werden die dunnen 
membranartigen Substrattrager von einer Stutzplat- 
te gegen eine Dichtung, insbesondere einen O- 
Ring. gedruckt und bilden so mit dem Vakuumkam- 
merdeckel und dem daruber angeordneten Deckel 
28 die Etnschleus- oder Ausschleuskammer 13. 
Der Substrathalter besteht aus einem relativ einfa- 
chen Drehteil, vorzugsweise aus Aluminium. 

Die Stutzplatte 25, 26 ist nur in der Ein- und 
Ausschleusstation vorgesehen. 

Die Stutzplatte verhindert das Durchbiegen des 
dunnen Substrathalters. Auch der Drehteller selbst 
kann, wie aus der Figur ersichtlich, sehr dunn aus- 
gelegt werden. 

Damit werden die Massentragheitsmomente 
des Drehtetlers und der vier Substrathalter erheb- 
lich reduziert. 



Anspriiche 



1 . Vorrichtung zum Ein- und Ausschleusen ei- 
nes Werkstucks in eine Vakuumkammer. in dem 
sich ein Transportmittel fijr die Beforderung des 

5 Werkstucks befindet. dadurch gekennzeichnet, 
da/3 das scheibenformige Transportmittel mit min- 
destens einer durchgehenden Offnung versehen 
ist, deren Rand ein plattenformiges Hub- und Stut- 
zelement fur eine Haltevorrichtung fur das Werk- 

w stuck zeitweise umgibt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 ein Stutzelement vorgesehen 
ist, das die Haltevorrichtung gegen Teile der Vaku- 
umkammer presst. 

15 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 das Stutzelement 
als eine durch eine Hubvorrichtung axial bewegba- 
re Stutzplatte (25, 26) ausgebildet ist. 

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
20 vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 die Haltevorrichtung als dunne. ins- 
besondere membranartige Scheibe (22, 23) ausge- 
bildet ist. 

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
25 vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Haltevorrichtung mit einer Zen- 
triervorrichtung. insbesondere in Form eines Vor- 
sprungs (35), fur das Werkstuck (9, 24) ausgerustet 
ist. 

30 6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 

vorangegangenen AnspriJche, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 das Transportmittel rahmenformige 
Aufnahmeelemente fur die Haltevorrichtung (22, 23) 
aufweist. 

35 7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 

vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 das Transportmittel (16) mindestens 
eine Aufnahmeoffnung (20) fur Werkstucke (9, 24) 
aufweist, die im Bereich ihres Randes einen oder 

4o mehrere. insbesondere absatzformige Anschlage 
(21) fur ein Aufsetzen der Haltevorrichtung (22, 23) 
aufweist. 

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 

45 zeichnet, da/3 die Aufnahmeoffnungen (20) aus 
axial durchgehenden Ausnehmungen bestehen, die 
in einem drehtelierfbrmigen Transportmittel (16) 
angebracht sind. 

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
50 vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dai3 die Aufnahmeoffnungen (20) durch 
das Transportmittel (16) in den Bereich des Stut- 
zelements (25, 26) bewegbar angeordnet und aus- 
gebildet sind. 

55 10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 

vorangegangenen Anspruche. dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 das Transportmittel (16) aus einem 
Teller besteht, der drehbar in der Vakuumkammer 
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angeordnet ist (Drehteller), der mit kreisrunden Auf- 
nahmeoffnungen (20) versehen ist, die durch die 
Drehung des Tellers in koaxiate Position zu dem 
als kreisrunde Stutzplatte (25. 26) ausgebildeten 
Stutzelement gebracht werden konnen, 5 

1 1 . Vorrichtung nach einem Oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Haltevorrichtung als Substrathal- 
ter (23. 22). insbesondere fur ein diskformiges 
Substrat (9, 24), ausgebildet ist, daj3 der Drehteller io 
(16) innerhalb der Vakuumkammer. die Teil einer 
Beschichtungsanlage ist. den Substrathalter (23. 
22) mit dem Substrat (9. 24) in den Bereich einer 
Oder mehrerer Beschichtungsquellen. insbesondere 
Zerstaubungskatoden, bewegt. 75 
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